1. Zdefiniować style dla:
a. Nagłówków: poziomy 1, 2 ,3 – rozmiar czcionki malejący, wyrównanie do lewej, pogrubienie lub pochylenie dla wyróżnienia; poziom 1 jako nazwa rozdziału na oddzielnej stronie:
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b. Nagłówków poziom 1 dla rozdziałów wstępu, konkluzji, załączników itp. jak wyżej ale bez słowa rozdział z numeracją
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c. Tekstu podstawowego, wyjustowany
d. Podpisów do tabel (nad, wyśrodkowany), równań (po prawej, wyrównany do prawej), rysunków (pod, wyśrodkowany) – czcionka mniejsza od tekstu podstawowego
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e. Referencji w tekście, numeracja postaci [1], tekst z wcięciem:
[image: ]
2. Zdefiniować listy numerowane dla rozdziałów i podrozdziałów z numeracją w postaci rozdział 1 – 1.1 - 1.1.1
3. Zdefiniować odsyłacze dla tabel, rysunków i równań. Numeracja postaci 1-1 gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga kolejna numerację w danym rozdziale. Wstawić zdefiniowane odsyłacze dla każdego obiektu w dokumencie.
4. Utworzyć listę referencji oraz wstawić w tekście odwołania jako element numerowany
5. Wstawić numerację stron za wyjątkiem stron z tytułem rozdziału
6. Wstawić nagłówek postaci:tytuł dokumentu, autor na stronach nieparzystych oraz nazwa rozdziału na parzystych za wyjątkiem stron z tytułem rozdziału
7. [bookmark: _GoBack]Wstawić spis treści składający się ze zdefiniowanych nagłówków
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[46] S.Lee, T. Tanaka
Sensitivity of Ultrasonic Sensor Structures Having Multilayer Diaphragm Structure
Japanese Journal of Applied Physics, 2004, vol. 43, pp. L1534-L1536
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‘Modelling and optimization of electrostafic membrane-based actustors

1.1. Electrostatic actuator principles

The fumdamental phenomenon wsed in elecrostatc achuators is an elecrosatc
atraction beteen electric charges. This phenomenon was first observed by ancient Greeks.
However, untl XVII century there was o scietific description of it In 1780 Charles
Coulormb has developed the v describing th elecrostatic force. It says that the magnitude
of electrostatic foce F, on a charge g, due o presence of a second charge ¢ (Fige 11) i
directly proportional fo the product of the magnifudes of the charges and inversely
proportonaltothe squareof the distance between the charges. The relation describing the law
25 follows:

1

T,
whee r, i  distance between the o charges, &, is proportionality constant (Coulomb
constant) and 21 a vacuum permitvty.
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Figure 12 Model of eectrostatic actusor
‘When the voltage Vi applied, the electostatic force is produced befween the lectrodes. This
force can be calculated using Equation 11, However, it needs to know the charge
distribution. I s easie to use the energy £ stored in the stucture [28] expressed with the

s electrostatic force cause atraction of electrodes, the iniial distance between electrodes d
reduces to dw, where  is the electrode displacement and the spring force F, is trying to
counteract the electrostatic force. The equation describing the system is s follows:

EXa—wf
s one can see, the spring force i propotional o the isplacement and th elecrostatic force
s imversely proportional in square. Thus, the system is not linear and e need to study the
equilibium posiions. Figure 13 shows th exemplry dependence between the spring force
and electostatc force fo various valtages:
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‘Table 3-2: Measurement of initial deflection for wafer no. 1.

Structure | wy [nm] | Structure | wp [nm]
€3204 291 3802 109
3705 227 3302 23
C4402 126 3202 74
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Figure 3-17: Image from IR camera for wafer ng




